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Handhabungsvorrichtung zur Bereitstellung 
eines Wafer-Stapels 

5 Die Erfindung betrifft eine Handhabungsvorrichtung fur Wafer 
(Halbleiterscheiben) oder anderer scheibenf oririiger Substra- 
te, welche eine Lagereinrichtung aufweist, in der mehrere 
Wafer mit ihren Oberflachen im Wesentlichen parallel zuein- 
ander ausgerichtet , hintereinander und ausserhalb eines 

0 Transportbehalter anordenbar sind, sowie mit einer Greifvor- 
richtung versehen ist, mit welcher einzelne Wafer aus der 
Lagereinrichtung entnehmbar und/oder in sie einsetzbar sind. 
Die Erfindung betriff ausserdem eine Greif vorrichtung, eine 
Speichervorrichtung sowie ein Verfahren gemass den Oberbe- 

5 griff en der Anspriiche 9, 10 und 12. 

Grundlage fur die Herstellung elektronischer Bauteile sind 
beispielsweise in bestimmter Weise vorbearbeitete Halblei- 
terscheiben, sogenannte Wafer, oder LCD-Glassubstrate . Ftir 
0 deren Oberf lachenbearbeitung mtissen sie verschiedene Pro- 
zessstufen durchlaufen. Dabei werden Roh-Wafer 

(unprozessierte Wafer) hergestellt und in der Kegel zwischen 
dem Durchlaufen von einzelnen Prozessstuf en in Transport- 
und Aufbewahrungsbehaltern zwischengelagert . Fiir den eigent- 
25 lichen Bearbeitungsprozess miissen diese un- bzw. erst teil- 
weise prozessierten Wafer dem Behalter entnommen werden, ei- 
ner Vorrichtung zur Durchfuhrung des Bearbeitungsprozesses 

zugeftihrt und anschliessend wieder in einen Behalter abge- 

legt werden. Die Anzahl der in einem Behalter vorgesehenen 
30 Wafern wird auch als „Batch'' (Stapel) bezeichnet. Die Batch- 

Grosse ist genormt und betragt ublicherweise 25 (oder 13) 

Wafer. 

Ein grundlegendes Problem bei der gesamten Verarbeitung und 
35 Zwischenlagerung besteht darin, dass die Wafer von Verunrei- 



i t 



10 



20 
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nigungen und Schmutz f erngehalten ' werden mussen. Bereits 
kleinste Verunreinigungen durch Staub'oder sonstige Partikel 
erzeugen eine Schadigung des entsprechenden Bereiches der 
Wafer-Oberflache. Dies kann zu erheblichen Ausschussraten 
der aus diesen Wafern hergestellten Endprodukte fUhren. Des- 
halb erfolgt die Verarbeitung ublicherweise in sogenannter 
Reinraumtechnik, d.h. die Verarbeitungszonen mUssen eine be- 
stinunte, festgelegte Reinheit in Bezug auf diese Schmutzpar- 
tikel aufweisen. Dasselbe gilt selbstverstandlich auch fUr 
die Zwischenlagerung, d.h. die Aufbewahrungsbehalter . 



Es hat sich gezeigt, dass qualitative Unterschiede bei Wa- 
fern eines Batches entstehen konnen, wenn diese stets in der 
gleichen Reihenfolge die einzelnen Prozessstuf en durchlau- 
15 fen. Es kann deshalb von Vorteil sein, wenn die Reihenfolge 
der Wafer innerhalb eines Batches verandert wird. Um Wafer 
an unterschiedlichen Stellen eines Batches anzuordnen sind 
bereits Vorrichtungen bekannt geworden, bei denen eine als 
Einzelgreifer ausgebildete Greifvorrichtung jeweils einen 
Wafer aus einem in einer Kassette angeordneten Batch ent- 
nimmt und in einer anderen Kassette - oder sonstigen Halte- 
einrichtung - an einem anderen Kassettenplatz ablegt. Das 
Batch ist fur den nachsten Prozess zusammengestellt, sobald 
der Einzelgreifer samtliche Wafer jeweils einzeln entnommen 
25 und in der anderen Kassette an einer vorbestimmten Stelle 
abgelegt hat. Diese Vorrichtung hat jedoch den Nachteil, 
dass die Zusammenstellung des Batches relativ viel Zeit in 
Anspruch nimmt. Ausserdem ist es mit dieser Vorrichtung kaum 
meglich, aus unterschiedlichen Batches einen neuen Batch zu- 
30 sanmienzustellen. 



Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde eine Vor- 
richtung zu schaffen, itiit der sich ein Stapel von zu bear- 




• 
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beitenden Wafern in ' beliebiger aber vorbestimmter Reihenfol- 
ge moglichst effizient zusammenstellen lasst. 

Die Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs erwahn- 
5 ten Art dadurch gelost, dass die Greif vorrichtung mehrere 
Greifer aufweist, welche gemeinsam verfahrbar jedoch unab- 
hangig voneinander betatigbar sind, wobei durch die Betati- 
gung eines Greifers jeweils zximindest ein Wafer erfassbar 
und/oder in die Lagereinrichtung einsetzbar ist. Hierdurch 
10 ist es moglich, gegeniiber vorbekannten gattungsgemassen Vor- 
richtungen die fur die Zusammenstellung eines Wafer-Batches 
erforderlichen Verfahrwege erheblich zu verkiirzen. 

Die erf indungsgemasse Handhabungsvorrichtung kann es ermog- 

15 lichen, mit mehreren, einzeln betatigbaren Greifern zuerst 
mehrere Wafer zu erfassen und aus der Lagereinrichtung zu 
entnehmen und diese Wafer erst anschliessend gemeinsam, vor- 
zugsweise in eine andere. Lager- oder Halteeinrichtung ein- 
zusetzen. Der Verfahrweg zwischen der Lagereinrichtung und 

20 der Halteeinrichtung kann somit umso starker verkurzt wer- 
den, je mehr Wafer die Greif vorrichtung mit einzeln betatig- 
baren Greifern aufnehmen kann, bevor sie diese an anderer 
Stelle an die Halteeinrichtung ubergibt. Die Wafer sollten 
deshalb auch bereits bei der Entnahme aus der Lagereinrich- 

25 tung, in der Greif vorrichtung in der Reihenfolge angeordnet 
sein, welche sie auch in der Halteeinrichtung bzw. flir den 
nachsten Prozess aufweisen sollen. Dies lasst sich besonders 
einfach erreichen, wenn liber eine Steuerung einer erfin- 
dungsgemassen Handhabungsvorrichtung frei wahlbar ist, wel- 

30 Cher Wafer mit welchem Greifer erfasst wird. 

In einer bevorzugten Aus fuhrungs form kann die Anzahl der in 
einer Greif vorrichtung vorhandenen Greifern, der Anzahl an 
Wafern eines Waferbatches entsprechen. Die Greifer konnen 
35 deshalb so ausgefuhrt sein, dass auch eine Verdichtung eines 
Wafers tapels durchgefuhrt werden kann. Unter Verdichtung ist 
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2U verstehen, dass zwischen jeweils zwei Wafern eines ersten 
Stapels Oder Batches ein oder mehrere Wafer von ein oder 
mehreren anderen Batches eingeschoben werden sollen. Unter 
Verdichtung kann aber auch verstanden werden, dass der Ab- 
stand aufeinanderfolgender Wafer im zu erstellenden Wafer- 
stapel geringer ist als im Ausgangsstapel . Hierdurch kann 
bei gleichem Platzbedarf eine grossere Anzahl an Wafern be- 
arbeitet werden. Eine solche Verdichtung ist oftmals er- 
wunscht, um die Wirtschaf tlichkeit von Prozessanlagen zu er- 
hShen, indem mehr als nur ein Waferbatch gleichzeitig bear- 
beitet wird. 



15 



20 



Es ist zwar bevorzugt, dass ein Greifer einer erfindungsge- 
massen Handhabungsvorrichtung jeweils nur einen Wafer hand- 
haben kann. In Abhangigkeit von den an die Handhabungsvor- 
richtung gestellten Anforderungen konnte aber auch vorgese- 
hen sein, dass unter den mehreren unabhangig voneinander be- 
tatigbaren Greifern zumindest ein Greifer vorgesehen ist, 
der mehrere Wafer aufnehmen kann. 



Eine konstruktiv besonders unaufwendige Ausfuhrungsform ei- 
ner erfindungsgemassen Greifvorrichtung kann vorsehen, dass 
Greifer in zwei Endlagen schwenkbar sind, wobei in einer er- 
sten Endlage, nSmlich einer Leerposition des Greifers, sich 

25 kein Wafer im Greifer befindet, und in einer zweiten Endla- 
ge, einer Transportposition ftir Wafer, ein Wafer im Greifer 
angeordnet ist. Um einen Wafer aus der Lagereinrichtung zu 
entnehmen ist der entsprechende Greifer von seiner Leerposi- 
tion in seine Greifposition zu iiberfuhren. Bei dieser Bewe- 

30 gung erfasst der Greifer den Wafer und fuhrt ihn aus der La- 
gereinrichtung heraus. Umgekehrt iibergibt der Greifer bei 
der Bewegung von der Transportposition in die Leerposition 
den jeweiligen Wafer an die Lagereinrichtung. Helm Verfahren 
der Greifvorrichtung entlang der Lagereinrichtung befindet 

35 sich jeder der Greifer in einer der beiden Endlagen. 
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Eine weitere zweckmassige Ausgestaltung der Greif vorrichtung 
kann vorseheri/ dass Greifer der Greif vorrichtung, unabhangig 
von anderen Greifern einzeln und im Wesentlichen parallel zu 
den Oberflachen der Wafer sdwie quer zur Verfahrrichtung der 

5 Greifvorrichtung zumindest naherungsweise geradlinig, d.h. 
translatorisch, bewegbar sind. Auch bei dieser Ausfuhrungs- 
form kann jeder Gr^ei^tfer der Greifvorrichtung in eine Leer- 
und in eine Greifposition uberfuhrbar sein und hierbei die 
gleichen Funktionen ausuben, wie die mit schwenkbaren Grei- 

0 fern versehene Ausf uhrungsf orm. 

Die Aufgabe wird auch durch eine Speichervorrichtung fur ei- 
ne Zwischenlagerung von Wafern gelost, die ein Gehause auf- 
weist/ das einen Innenraum ausbildet in dem mehrere Spei- 

5 cherplatze fur Transportbehalter von Wafern vorhanden sind/ 
die mit einem Manipulator versehen ist, welcher die Trans- 
portbehalter handhabt, wobei zumindest ein Teil des Innen- 
raumes als Reinraumbereich ausgebildet ist, in dem Wafer au- 
sserhalb von Transportbehaltern handhabbar und in einer La- 

0 gereinrichtung zwischenlagerbar sind, und die im Innenraum 
zumindest eine erf indungsgemasse Greifvorrichtung aufweist. 

Durch die Erfindung ist es somit moglich, die Funktionalitat 
von Speichervorrichtungen erheblich zu steigern. Es ist nun 

25 moglich, in die Speichervorrichtung Transportbehalter mit 
einem Wafer-Batch einzulagern und den gleichen Transportbe- 
halter mit einem darin angeordneten, vollig anders zusammen- 
gestellten, Wafer-Batch zu entnehmen, der zur weiteren Bear- 
beitung sofort einer Prozessanlage zugefuhrt werden kann. 

30 Sollte bisher die Reihenfolge der Wafer in einem Wafer-Batch 
verandert oder einzelne Wafer des Batches ausgetauscht wer- 
den, so musste dies in einer gesonderten Anlage durchgefuhrt 
werden. Dies benotigte zusatzliche Stellf lache Da in den 
Halbleiterf abriken Stellf lache aufgrund den in jeder Fabrik 

35 zu schaffenden Reinraumbedingungen besonders teuer ist, kann 
durch die Integration der erf indungsgemassen Greifvorrich- 
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tung die insgesamt erforderliche Stellf labhe vorteilhaft 
verringert warden. 

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Zusammenstellung eines Wafer-Batches wie es in den Ansprii- 
chen 12 oder 13 wiedergegeben ist. Bei vorbekannten Verfah- 
ren ist vorgesehen, dass in einem Zyklus zunachst jeweils 
ein Wafer mit einem Einzelgreifer aus einem in einer Lage- 
reinrichtung angeordneten Waferstapel entnommen und in einer 
Halteeinrichtung angeordnet ward. Dieser Zyklus wird mit an- 
deren Wafern, unter Verwendung des stets gleichen Greifers 
so lange wiederholt, bis das Wafer-Batch zusammengestellt 
ist. In Abkehr hiervon kann bei einem erf indungsgemassen 
Verfahren vorgesehen sein, dass zunachst mit einer Greifvor- 
15 richtung nacheinander mehrere Wafer, vorzugsweise ein voll- 
standiges Wafer-Batch, aus dem Ausgangs-Waf erstapel entommen 
wird. Erst nachdem von der Greifvorrichtung mehrere Wafer 
nacheinander entnommenen worden sind, werden die Wafern von 
der Greifvorrichtung, vorzugsweise gleichzeitig, an die La- 
gereinrichtung oder eine hiervon abweichende Halteeinrich- 
tung Ubergeben. 



20 



25 



Zur DurchfUhrung des erf indungsgemassen Verfahrens kann in 
der Lagereinrichtung ein Ausgangs-Waf erstapel angeordnet 
sein, der eine Anzahl an Wafern aufweist, die vorzugsweise 
ein Vielf aches des zu erstellenden Wafer-Batches entspricht. 
Die DurchfUhrung des Verfahrens ist aber selbstverstandlich 
bereits moglich, wenn die Anzahl der Wafer des Ausgangssta- 
pels zumindest der Anzahl der Wafer des zu erstellenden Wa- 
30 ferstapels entspricht. 

Mit dem erfindungsgemassen Verfahren kann die zur Zusammen- 
stellung eines Waferbatches erforderliche Zeit erheblich re- 
duziert werden. 

35 
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Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhangigen Anspriichen. 



10 



Die Erfindung wird anhand den in den Figuren schematisch 
dargestellten Ausf uhrungsbeispielen naher erlautert; es zei- 
gen: 



Fig. 



Fig, 



eine perspektivische Darstellung einer 
erf indungsgemassen Speichervorrichtung; 

eine Grundrissdarstellung der in Fig. 1 
gezeigten Speichervorrichtung; 



15 



Fig. 2a 



eine Seitenansicht der erf indungsgemassen 
Speichervorrichtung aus Fig. 1; 



20 



Fig. 3 



eine stark schematisierte perspektivische 
Darstellung einer vor einer teilweise darge 
stellten Lagereinrichtung angeordneten erfin 
dungsgemassen Greifvorrichtung; 



Fig. 3a 



25 

Fig. 4 

30 Fig. 5 
Fig. 6 

35 



eine stark schematisiert perspektivische Dar 
stellung einer vor einer Transf erstation an 
geordneten erf indungsgemassen Greifvorrich 
tung; 

ein einzelner Greifer der Vorrichtung aus 
Fig. 3 in einer Greifposition; 

zwei Endlagen des Greifers aus Fig, 4; 

eine Vorderansicht eines weiteren Aus- 
fiihrungsbeispiels einer Greifvorrichtung, bei 
der ein Greifer in zwei verschiedenene 
Endlagen gezeigt ist. 
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Die Fig. 1 und 2 zeigen eine Speichervorrichtung 1 (soge- 
narinter ,,Sto.cker^^ ) fur Wafer. Durch ein Gehause 2 der Spei- 
chervorrichtung 1 wird ein Innenraum ausgebildet, in dem 
Reinraumbedingungen herrschen. Die Speichervorrichtung 1 
5 weist zwei Schleusenplatze 3, 4 auf, auf denen Transportbe- 
halter fur Wafer zur Ein- oder Ausgabe von der Speichervor- 
richtung positioniert werden konnen. Transportbehalter kon- 
nen geschlossene Boxen oder offene Kassetten sein. Am 
Schleusenplatz 3 ist eine nicht dargestellte Transportein- 

10 richtung vorhanden, mit der ein Transportbehalter 6 durch 
Offnen einer Schleusentur 5 ins Innere der Speichervorrich- 
tung 1 einfuhrbar bzw. aus der Speichervorrichtung 1 heraus- 
fahrbar ist. Unmittelbar gegenOber der Schleusenplatze 3, 4 
befinden sich funf in etwa zueinander halbkreisformig ange- 

15 ordnete Speicherzeilen 7, 8, S, 10, ii, Jede der vier ersten 
Speicherzeilen weist eine bestimmte Ajizahl ubereinander an- 
geordnete Speicherplatze fiir Transportbehalter 6 auf. Die 
fiinfte Speicherzeile 7 weist einen Speicherplatz weniger als 
die anderen Speicherzeilen auf, da im Bereich unter ihr die 

20 in einem Transportbehalter 6 angeordneten Wafer durch ein 
Ubergabemodul vom Stocker an eine Anlage 16 zur Handhabung 
von Wafern tibergeben werden. Ein in vertikaler Richtung (Z- 
Achse) verfahrbarer, als Knickarmroboter 14 ausgebildeter 
Manipulator, handhabt die Transportbehalter 6, indem er die 

25 Transportbehalter von der Schleusentur 5 aus in einen Spei- 
cherplatz absetzt bzw. von letzterem zur Schleusentur 5 
uberfuhrt. 



An einer der Schleusentur 5 gegeniiberliegenden Wandflache 15 
30 der Speichervorrichtung 1 ist die Anlage 16 zur Handhabung 
eines Waferbatches vorgesehen. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um zwei parallel zueinander ausgerichtete Rol- 
len 17, 18, an deren Umfang nicht naher dargestellte Aufnah- 
men zum Halten der Wafer in einer vertikalen Position vorge- 
35 sehen sind. Die Wafer werden mittels einem vertikal verfahr- 
baren Batch-Greif er vom Transportbehalter an die horizontal 
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verfahrbaren Rollen 17, 18 ubergeben und dort in Aufnahmen 
eingesetzt . 

Die Rollen sind gemeinsam in Y-Richtung verfahrbar, um die 
5 Wafer, in einer von vier punktiert dargestellten Stationen 
• anzuordnen. Bei jeder Station befindet sich ein nicht naher 
gezeigter vertikal (Z-Achse) verfahrbarer Halterechen. Jeder 
der Halterechen kann durch vertikales Verfahren zwischen den 
Rollen 17, 18 von diesen die Wafer iibernehmen bzw. an sie 
10 Ubergeben. Der Aufbau und die Funktionsweise einer solchen 
Anlage ist in der europaischen Patentamaeldung Nr. 97 115 
686.4 vom 10.09.1997 der Anmelderin beschrieben, deren In- 
halt durch Bezugnahme vollstandig auf genommen wird. 

15 Die erste Station 19 dient zur Obergabe der Wafer eines 

Transportbehalters an die Rollen. Hierzu ist im mit dem Be- 
zugszeichen 20 (Fig. 2, 2a) gekennzeichneten Bereich das 
Uoergabemodul eine/Anlage vorgesehen mit der die Wafer mit- 
tels eines Batch-Greif ers aus jeweils der untersten Trans- 

20 portbox der Speicherzeile 7 entnommen und an die Rollen 17, 
18 ubergeben werden konnen. Eine Anlage, mit der dies ausge- 
fuhrt werden kann, ist in der europaischen Patentanmeldung 
Nr. 97 107 352.3 vom 03.05.1997 der Anmelderin gezeigt. Auch 
der Inhalt dieser Anmeldung wird hiermit durch Bezugnahme 

25 vollstandig auf genommen. 

Die zweite Station 21 dient zur Ausrichtung der Wafer in Be- 
zug auf ihre rotative Orientierung um eine Langsachse 22 ei- 
nes Batches 23, sowie zur Detektierung von Fehlpositionie- 
30 rungen der Wafer im Halterechen. Die Rotationsposition von 
jedem der Wafer wird durch Detektierung einer an jedem Wafer 
vorhandenen Kerbe f estgestellt , Als weitere Funktion ist ei- 
ne Kamera 24 eingebaut, welche die Anzahl und die Position 
der Wafer uberwacht. 
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Die dritte Station 25 ist mit einer Greif vorrichtung 28 ver- 
sehen, die 25 einzeln und voneinander unabhangig betatigbare 
Einzelgreif er aufweist. Samtliche Greif er sind an einem ge- 
meinsamen Trager beweglich befestigt. Die als Halterechen 
5 dieser Station ausgebildete Lagereinrichtung ist gegenuber 
dem ortsfesten Trager zusatzlich auch parallel zum Wafer- 
Batch und den Rollen in X-Richtung linear verfahrbar. Die 
Verfahrwege des Halterechens betragen ganzzahlige Vielfache 
des Abstandes, den die nebeneinander angeordneten Wafer- 

10 Aufnahmen im Halterechen aufweisen. Urn zu ermoglichen, dass 
jeder Greifer an sich jeden Wafer aus dem Halterechen ent- 
nehicien kann, sollte der Gesamtverf ahrweg des Halterechens 
seiner doppelten Lange entsprechen. Auf den moglichen kon- 
struktiven Aufbau einer solchen Greifvorrichtung wird nach- 

15 folgend noch naher eingegangen. 

Mit der Greifvorrichtung 28 kann durch jeweils einen Greifer 
ein bestimmter Wafer aus dem Halterechen entnommen werden. 
Durch eine Relativbewegung zwischen dem Halterechen und der 

20 Greifvorrichtung parallel zur Batch-Achse 22 

(Stapelrichtung) wird nachfolgend ein anderer Greifer gegen- 
uber dem nun zu entnehmenden Wafer angeordnet und der Wafer 
aus dem Halterechen herausgef uhrt . Dies wird solange durch- 
gefuhrt, bis samtliche Wafer des Batches von der Greifvor- 

25 richtung erfasst sind- Nachfolgend werden die Wafer von der 
Greifvorrichtung wieder in den Halterechen eingesetzt. Eine 
Moglichkeit hierzu besteht darin, dass samtliche Wafer 
gleichzeitig von ihrem Greifer in den Halterechen eingesetzt 
werden. Soil die Position von einem oder mehreren Wafern un- 

30 verandert bleiben, kann selbstverstandlich auch vorgesehen 
sein, dass diese Wafer im Halterechen verbleiben und nur die 
zu vertauschenden Wafern entnommen werden. 

Alternativ konnte auch vorgesehen sein, dass die einzelnen 
35 Greifer - vorzugsweise samtliche Greifer - gleichzeitig je- 
weils einen Wafer entnehmen, die Wafer aber nacheinander an 
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nun anderen Stellen des Halterechens wieder einsetzen, Er- . 



gibt sich, dass in einer bestimmten Position der Greifvor- 
richtung gegenuber dem Halterechen mehrere Wafer in ihre 
neuen Positionen im Halterechen abgesetzt werden kbnnen, so 
5 konnen die entsprechenden mindestens zwei Greifer auch 
gleichzeitig betatigt werden, 

Bei diesem Vorgangen kann eine neue Reihenfolge der Wafer 
erzeugt werden, wobei die neue Reihenfolge davon abhangen 

10 kann, welcher Greifer welchen Wafer aus dem Halterechen ent- 
nimmt bzw, an welcher Stelle des Halterechens einsetzt. Urn 
die Verfahrwege des Halterechens moglichst kurz zu halten, 
sollte als jeweils nachster Greifer stets der Greifer zuiti 
Einsatz kommen, dessen zu greifender Wafer in der aktuellen 

15 Position der Greifvorrichtung den geringsten Abstand zu dem 
ihm zugeordneten Greifer hat. Welcher Wafer von welchem 
Greifer erfasst werden soil, kann bereits im Voraus durch 
eine vordef inierte Reihenfolge festgelegt werden. Es kann 
aber genauso moglich sein, dass die Reihenfolge durch einen 

20 Zuf allsgenerator ermittelt wird. 

Die vierte Station 40 befindet sich an einer Stirnseite ei- 
ner Handhabungsvorrichtung 41 fur Wafer, in der Wafer au- 
sserhalb von Transportbehaltern 6 oder Transportkassetten 
25 zwischengelagert werden. Mit der Handhabungsvorrichtung 41 
werden .zudem Wafer-Batches, aus den in einer Lagereinrich- 
tung 42, mit ihren Oberflachen vertikal und parallel zuein- 
ander, angeordneten, mehreren hundert Wafern, beispielsweise 
600 Wafern, zusammengestellt . 

30 

Hierzu ist eine Greifvorrichtung 43 vorgesehen, die im We- 
sentlichen gleich aufgebaut sein kann, wie die Greifvorrich- 
tung 28 der dritten Station 25. In den Fig. 3, 4 und 5 ist 
ein erstes Ausf uhrungsbeispiel einer solchen er f indungsge- 
35 massen Greifvorrichtung 43 gezeigt. Diese weist insgesamt 25 
identische Greifer 44 auf, die an einem Trager 45 schwenkbar 
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angelenkt sind. Jeder Greifer 44 ist itiit einem bogenformigen 
Schwenkarm 4 6 versehen. Eine Innenkante 47 des Schwenkarms 
46 ist kreisbogenformig ausgestaltet, erstreckt sich uber 
einen Winkelbereich von ca. 200° und hat einen Radius, der 
5 geringfugig grosser ist, als der Radius eines zu greifenden 
. Wafers 48. An einem freien Ende des Schwenkarms 46 sowie im 
Bereich der Anlenkung des Schwenkarms 4 6 am Trager 44, ist 
jeweils ein Halteelement 49, 50 vorgesehen. Die beiden Hal- 
teelemente 49, 50 ragen jeweils (iber die Innenkante 47 hin- 

10 aus und liegen - bezogen auf den von der Innenkante 47 ge- 
bildeten Bogen des Schwenkarms - urn mehr als 180° auseinan- 
der. Desweiteren ist in etwa in der Mitte zwischen diesen 
beiden Halteelementen 49, 50 ein passiv betStigbares weite- 
res Halteelement 51 angebracht, das in einer Endlage eben- 

15 falls iiber die Innenkante 47 hinausragt. Die drei Halteele- 
mente 49 - 51 liegen in einer gemeinsamen (imaginaren) Ebe- 
ne. Sie weisen an ihrem Umfang jeweils eine nicht gezeigte 
umlaufende Nut auf, die zur Aufnahme eines Wafers 4 8 vorge- 
sehen ist. 

20 

In Fig. 5 sind die beiden Endlagen dargestellt, die der 
Schwenkarm 46 eines Greifers 44 einnehmen kann. Urn bei jedem 
Greifer eine individuelle Bewegung zu erzielen, kSnnen un- 
terschiedliche konstruktive Losungen vorgesehen sein, deren 

25 prinzipieller Aufbau nachfolgend kurz erlSutert wird. In ei- 
ner ersten Ausgestaltung weist die Greifvorrichtung einen 
zentralen Antrieb fur samtliche Greifer auf, wobei uber an- 
steuerbare Kupplungen die einzelnen Greifer betatigt werden. 
In einer zweiten moglichen Ausgestaltung ist jeder Greifer 

30 mit einem separaten Antrieb, beispielsweise einem sehr 
schmal bauenden elektrischen „Voice-Coil-Motor" versehen. 
Jeder dieser Antriebe ist auch separat ansteuerbar. 
Schliesslich ist es auch mdglich, jeden Greifer. tiber einzel- 
ne Zylinder, die aus Platzgrunden auch zueinander versetzt 

35 angeordnet sein konnen, zu betatigen. 
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In der ersten unteren Endlage befindet sich der Schwenkarm 
46 in einer Leerposition der Greifvorrichtung. In dieser Po- 
sition ist der Greifer mit Abstand zu den in der Lagerein- 
richtung 42 befindlichen Wafern angeordnet. Auch die Halte- 
5 elemente 49, 50 und 51 haben Abstand zu den Wafern, so dass 
der Greifer 44 parallel zur Lagereinrichtung entlang der X- 
Achse kollisionsf rei verfahrbar ist. 

Urn einen Wafer aus der Lagereinrichtung zu entnehmen, ist 

10 der Greifer mit seinem Schwenkarm 4 6 zunachst in X-Richtung 
in einer Ebene anzuordnen, die mit der von einem Wafer ge- 
bildeten Ebene fluchtet. Nun kann der Schwenkarm 46 - in be- 
zug auf die Darstellung von Fig. 5 - in Gegenuhrzeigerrich- 
tung in seine Transportposition uberfuhrt werden. Bereits 

15 unmittelbar nach Beginn dieser Schwenkbewegung kommen die 
Kalteelemente 49, 50 unterhalb einer Durchmesserlinie 54, 
die parallel zu einer Verbindungslinie 53 der beiden Kon- 
taktstellen der Halt eelemente 49, 50 verlauft, in Anlage ge— 
gen den Wafer. Der Wafer wird dadurch vom Greifer erfasst 

20 und angehoben. Unmittelbar darauf f olgend wird das Halteele- 
ment 51 passiv betatigt - beispielsweise durch eine Kurven- 
scheibe oder einen Anschlag - wodurch dieses auf den Wafer 
zugestellt wird und gegen dessen Seitenkante anliegt. Da- 
durch ist der Wafer im Greifer fixiert und wird, ohne Rela- 

25 tivbewegungen gegenuber dem Greifer auszufuhren, von letzte- 
rem in die Transportposition mitgenommen. Der Schwenkarm 
schwenkt bei seiner Bewegung von einer Endlage in die andere 
um ca. 75"*. Auch in der Transportposition ist der Greifer - 
und selbstverstandlich auch der darin befindlichen Wafer - 

30 mit Abstand zur Lagereinrichtung und deren Wafern angeord- 
net. Der Greifer 44 kann somit auch in dieser Endlage kolli- 
sionsfrei in X-Richtung entlang der Lagereinrichtung verfah- 
ren. 



35 Sobald der Schwenkarm 4 6 die Transportposition erreicht hat, 
ist der Greifvorgang abgeschlossen. Die Greifvorrichtung 
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kann nun parallel (in X-Richtung) zum Waferstapel, d,h. in 
Stapelrichtung der Wafer, verfahren warden, urn mit einem an- 
deren Greifer in prinzipiell gleicher Weise den nachsten Wa- 
fer aus der Lagereinrichtung 42 zu entnehmen. Dies wird mit 
5 jeweils weiteren anderen Greifern solange wiederholt, bis 
samtliche zu erfassenden Wafern aus der Lagereinrichtung 
entnommen und in der Greif vorrichtung angeordnet sind. 



Nachdem einer der Greifer mit dem letzten zu greifenden Wa- 
10 fer in seine Verf ahrposition geschwenkt worden ist, kann die 
Greifvorrichtung zur Transf erstation verfahren werden, deren 
Halterechen 37 Aufnahmen fiir samtliche Wafer eines Wafer- 
Batches aufweist. Die in der Greifvorrichtung angeordneten 
Wafer werden nun an den Halterechen 31 ubergeben. Hierzu 
15 wird die Greifvorrichtung zunachst neben dem Halterechen an- 
geordnet, so dass jeder Wafer mit einer Aufnahme des Rechens 
fluchtet. Anschliessend werden samtliche einen Wafer 48 hal- 
tenden Schwenkarme 46 von ihrer Transportposition in ihre 
Leerposition gleichzeitig geschwenkt. Am Ende der Schwenkbe- 
20 wegung sind die Wafer jeweils in einer Aufnahme angeordnet 
und befinden sich ausserhalb der Nuten der Halteelemente 49, 
50. Bei dieser Bewegung wird auch das Halteelement 51 durch 
passive Betatigung in seine Freigabeposition zuruckge- 
schwenkt. Dieser Vorgang ist in Fig. 3a gezeigt. 

25 

Durch Absenken des Halterechens kann nun das neu zuscimmenge- 
stellte Wafer-Batch an die bis dahin darunter angeordneten 
Roll en 17, 18 ubergeben werden, die nachfolgend das Batch an 
eine der anderen drei Stationen zur weiteren Handhabung 
30 uberfahr£, 

Ein Wafer-Batch, das von den Rollen 17, 18 in die Transfer- 
Station 40 gebracht wird, kann in umgekehrter Reihenfolge 
von der Transfer-Station in die Lagereinrichtung eingesetzt 
35 werden. Hierzu werden als erstes samtliche Wafer 48 des Bat- 
ches gleichzeitig von einem der Greifer erfasst und jeweils 
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in die Transportosition geschwenkt* Anschliessend wird jeder 
Greifer der Greifvorrichtung vor eine Aufnahme der Lagerein- 
richtung positioniert und der jeweilige Wafer an die Lager- 
einrichtung Ubergeben. Hierbei konnen die Wafer sowohl als 
5 gesamtes Batch gleichzeitig oder einzeln nacheinan'der in die 
Lagereinrichtung eingesetzt werden. Selbstverstandlich ist 
es auch moglich/ eine Anzahl von mehreren Wafern an die La- 
gereinrichtung 42 gleichzeitig zu ubergeben, die kleiner ist 
als ein Batch. In diesem Fall sind anschliessend die restli- 
10 Chen Wafer - wiederum gleichzeitig oder gruppenweise gemein- 
sam - in die Lagereinrichtung einzusetzen, Unabhangig davon, 
in welcher Reihenfolge die Wafer in die Lagereinrichtung 
eingesetzt werden, wird in einera Speicher einer nicht darge- 
stellten Steuerung der Handhabungsvorrichtung gespeichert, 
15 an welcher Position der Lagereinrichtung jeder Wafer einge- 
setzt ist. Fur jeden Wafer konnen zusatzlich auch Informa- 
tionen dariiber gespeichert werden, welche Prozesse er an 
welcher Position im Batch bisher durchlaufen hat und welche 
Prozesse noch zu absolvieren sind. 



In Fig. 3 weisen nebeneinanderliegende Aufnahmen der in die- 
ser Darstellung nur mit einer Teillange gezeigten Lagerein- 
richtung 42 einen Abstand auf, der kleiner ist, als der ub- 
liche Abstand von Wafern in Transportbehaltern (sogenannter 

25 „Pitch^') und als der Abstand, den nebeneinanderliegende 

Schwenkarme der Greifvorrichtung auf weisen. So kann der Ab- 
stand der Aufnahmen beispielsweise die Halfte oder ein Drit- 
tel des ublichen Pitches sein. Sollen samtliche nebeneinan- 
derliegenden Aufnahmen geftillt werden, muss somit die Greif- 

30 vorrichtung jeweils zwischen zwei bereits in der Lagerein- 
richtung befindliche Wafer ein oder mehrere weitere Wafer 
einsetzen. Dadurch kann eine Verdichtung des in der Lage- 
reinrichtung angeordneten Waf er-Stapels erzielt- werden, wo- 
durch die fiir eine bestimmte Anzahl an Wafern erf orderliche 

35 Lange der Lagereinrichtung reduziert werden kann. 
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Die erf indungsgemasse Greif vorrichtung kann konstruktiv auch 
aiuf andere Weise als in den Fig, 3 bis 5 gezeigt, ausgebil- 
det sein. Wie in Fig. 6 dargestellt ist, kann beispielsweise 
ein Greifer 60 einer erf indungsgeiuassen Greifvorrichtung 
5 auch in Z-Richtung linear verfahrbar sein, urn einen Greifer 
60 von seiner Leerposition in seine Transportposition und 
vice versa zu iiberfuhren. Bei dem dargestellten Ausfiihrungs- 
beispiel ist ein Trager 61 vorgesehen, der an einer unter 
der Lagereinrichtung 42 angeordneten Fuhrungsschiene 62 li- 
10 near und in X-Richtung parallel zu dem Wafer-Stapel bzw. der 
Lagereinrichtung 42 verfahrbar ist, Der Trager 61 umgreift 
die Lagereinrichtung und weist auf beiden Seiten der Lage- 
reinrichtung 42 einen vertikal verfahrbaren und langs einer 
Vertikalen verlaufenden Teleskop-Greif arm 63, 64 auf. An ei- 
15 nem freien Ende jedes Greifariaes 63, 64 ist jeweils ein zu 
dem anderen Greifarm weisendes Greifelement 65, 66 vorgese- 
hen, das zur Aufnahme eines Wafers 48 mit einer Nut versehen 
ist. Die beiden Greif arme 63, 64 eines Greif ers fiihren samt- 
liche Bewegungen gleichzeitig und synchron aus. Die Greif- 
20 vorrichtung kann eine Anzahl an derart aufgebauten und von- 
einander unabhangig betatigbaren Greifern 60 aufweisen, die 
dem grossten zu handhabenden Wafer-Batch entspricht. Die Be- 
tatigung der Greifer kann beispielsweise durch einzelne 
Pneumatikzylinder, durch einzelne Voice-Coil-Motoren oder 
25 durch einen zentralen, an jeden Greifer separat ankuppelba- 
ren. Motor vorgenommen werden, Auch bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel sind samtliche Greifer 60 gleichzeitig linear und 
parallel zur Langserstreckung der Lagereinrichtung (X- 
Ri chtung ) ve r f ahrba r . 

30 

Die Greifer sind in beiden Endlagen gemeinsam in X-Richtung 
verfahrbar. In einer unteren, in Fig, 6 mit durchgezogenen 
Linien dargestellten Leerposition, befinden sich die beiden 
Greifelemente unterhalb einer horizontalen Durchmesserlinie 
35 67 der Wafer 48, so dass die Greifelemente 65, 66 mit Ab- 
stand zu den Wafern angeordnet sind. Ist der Greifer mit 
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5 



10 



seinen Greif elementen 65, 66 in X-Richtung auf der Position 
eines Wafers 48 angeordnet und werden die Greifarme 63, 64 
von der unteren in die obere Endlage uberfuhrt, so wird 
hierbei der jeweilige Wafer erfasst und nach oben aus der 
Lagereinrichtung herausgefuhrt . In der oberen Verf ahrpositi- 
on ist der jeweilige Wafer 48 in Bezug auf eine Z-Richtung 
mit Abstand zu den in der Lagereinrichtung 42 befindlichen 
Wafern angeordnet. Somit ist jeder Greif er in seinen beiden 
Endlagen in X-Richtung parallel zur Lagereinrichtung ver- 
fahrbar , 
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Paten tanspruche 

1. Handhabungsvorrichtung fur Wafer (Halbleiterscheiben) 
Oder andere scheibenformige Substrate, welche 

eine Lagereinrichtung aufweist, in der mehrere Wafer mit 
ihren Oberflachen im wesentlichen parallel zueinander 
ausgerichtet, hintereinander und ausserhalb eines Trans- 
portbehalter anordenbar sind, 

mit einer Greif vorrichtung versehen ist, mit welcher 
einzelne Wafer aus der Lagereinrichtung entnehmbar 
und/oder in sie einsetzbar sind, dadurch gekennzeichnet , 
dass 

die Greifvorrichtung (43) mehrere Greifer (44, 60) auf- 
weist/ welche gemeinsam verfahrbar jedoch unabhangig 
voneinander betatigbar sind, wobei durch die Betatigung 
eines Greifers (44, 60) jeweils zumindest ein Wafer er- 
fassbar und/oder in die Lagereinrichtung einsetzbar ist, 

2. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Anzahl der Greifer der Greifvorrich- 
tung, der Anzahl an Wafern eines Waferbatches oder einem 
ganzzahligem Vielfachen davon entspricht. 

3. Handhabungsvorrichtung nach einem oder beiden der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet , dass 
Greifer der Greifvorrichtung an einem gemeinsamen 
Schlitten angeordnet sind, welcher an einem Fuhrungsele- 
ment parallel zur Lagereinrichtung verfahrbar ist. 

4. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
Greifer in zwei Endlagen schwenkbar sind, wobei sie sich 
in einer ersten Endlage in einer Leerposition und in ei- 
ner zweiten Endlage in einer Transportposition fur Wafer 
der Greifvorrichtung befinden, in welcher sie Wafer im 
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wesentlichen parallel zur Lagereinrichtung transportie- 
ren. 

5. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schwenkbewegung des Greifers in einer 

5 Ebene stattfindet, welche im Wesentlichen orthogonal zur 

Verf ahrrichtung der Greif vorrichtung und parallel zu den 
Oberflachen der Wafer der Lagereinrichtung ausgerichtet 
ist . 

6. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
0 hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 

Greifer der Greif vorrichtung, unabhangig von anderen 
Greifern der Greif vorrichtung, im Wesentlichen parallel 
zu den Oberflachen der Wafer und quer zur Verfahrrich- 
tung der Greif vorrichtung geradlinig bewegbar sind, wo- 
5 bei sie sich in einer ersten Endlage in einer Leerposi- 

tion und in einer zweiten Endlage in einer Transportpo- 
sition fiir Wafer der Greif vorrichtung befinden, in wel- 
cher sie Wafer im wesentlichen parallel zur Lagerein- 
richtung transportieren. 

10 7. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet dass in 
die Lagereinrichtung eine Anzahl an Wafern einsetzbar 
ist, die zumindest im wesentlichen einem ganzzahligem 
Vielfachen der Anzahl an Wafern entspricht, die durch 

15 die Greif vorrichtung gleichzeitig handhabbar ist. 

8, Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Ansprliche, gekennzeichnet durch eine im Ver- 
fahrweg der Greifvorrichtung angeordnete Transfer- 
Station mit einem Zwischenlager fiir Wafer, in dem mehre- 
30 re Wafer mit ihren Oberflachen parallel zueinander ange- 

ordnet werden kdnnen, wobei mit der Greifvorrichtung Wa- 
fer von der Lagereinrichtung zur Transfer-Station und 
umgekehrt liber fuhrbar sind. 
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9. Greifvorrichtung zur Handhabung mehrere Wafer oder ande- 
rer scheibenf ormi'ger Substrate, die mehrere Greifer fUr 
jeweils einen Wafer aufweist, wobei die Wafer in den 
Greifern parallel zueinander angeordnet werden konnen, 

5 die Greifer geraeinsam verfahrbar jedoch unabhangig von- 

einander betatigbar sind, und durch die Betatigung eines 
Greifers jeweils zumindest ein Wafer handhabbar ist. 

10. Speichervorrichtung fUr eine Zwischenlagerung von Wafern 
Oder anderer scheibenf ormiger Substrate, die ein Gehause 

10 aufweist, das einen Innenraum ausbildet in dem mehrere 

Speicherplatze fur Transportbehalter von Wafern vorhan- 
den sind, die Speichervorrichtung mit einem Manipulator 
versehen ist, der die Transportbehalter handhabt, da- 
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil des Innen- 

15 raumes als Reinraumbereich ausgebildet ist, in dem Wafer 

ausserhalb von Transportbehaltern handhabbar und in ei- 
ner Lagereinrichtung zwischenlagerbar sind, und zumin- 
dest eine Greifvorrichtung vorhanden ist, die mehrere 
Greifer aufweist, welche gemeinsam verfahrbar jedoch un- 

20 abhangig voneinander betatigbar sind, wobei durch die 

Betatigung eines Greifers jeweils zumindest ein Wafer 
erfassbar und/oder in die Lagereinrichtung einsetzbar 
ist. 

11. Speichervorrichtung nach Anspruch 11, gekennzeichnet 

25 durch eine Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehre- 

ren der vorhergehenden AnsprUche 2 bis 8. 

12. Verfahren zur Zusammenstellung eines Waf erbatches, bei 
welchera zunachst Wafer in einer Lagereinrichtung als 
Ausgangs-Waferstapel angeordnet werden, nachfolgend mit 
einer Greifvorrichtung einzelne Wafer aus dem Ausgangs- 
Waferstapel entnoramen und in einer vorbestimmten Reihen- 
folge wieder angeordnet werden, dadurch gekennzeichnet, 
dass zunachst mit einer Greifvorrichtung (43) nacheinan- 
der mehrere Wafer (48) aus der Lagereinrichtung entnom- 
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men und erst danach die entnommenen Wafern von der 
Greif vorrichtung an die Lagereinrichtung oder an eine 
hiervon unterschiedliche Halteeinrichtung iibergeben wer- 
den. 

5 13. Verfahren nach dem Oberbegriff von Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Greif vorrichtung in einer be- 
stimmten Position gegeniiber der Lagervorrichtung ange- 
ordnet wird, die Greif vorrichtung in dieser Position aus 
dem Ausgangs-Waf erstapel mehrere Wafer entnimmt, die 
10 Greif vorrichtung in zumindest eine andere Position ver- 

fahren wird und diese Wafer nacheinander an die Lage- 
reinrichtung Oder an eine hiervon abweichende Halteein- 
richtung iibergibt. 

14, Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeich- 
15 net, dass die Greifvorrichtung Wafer eines in einer 

Obergabestation angeordneten Waferbatches erfasst, die 
Wafer an Lagerstellen der Lagereinrichtung absetzt und 
die Positionen von jedem der Wafer in der Lagereinrich- 
tungen zusammen mit Daten zur Identif izierung des Bat- 
20 ches, in dem sich der Wafer zuvor befand und/oder Daten 

beziiglich von dem jeweiligen Wafer bereits durchlauf enen 
Bearbeitungsprozessen speichert , 

15. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspruche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 

25 Greifvorrichtung zwischen der Entnahme eines ersten und 

der Entnahme eines letzten Wafers im wesentlichen paral- 
lel zu einer Stapelrichtung der Wafer verfahrt. 
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IPK 7 HOIL B656 B25J 
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Balr.AnapniehNr. 


A 


EP 0 496 006 A (IBM) 

29. Jull 1992 (1992-07-29) 


1-11 


X 


Zusanunenfassung; Anspruche; Abbildungen 


12 


A 
X 


US 4 695 217 A (LAU JOHN J) 
22. September 1987 (1987-09-22) 

Zusanunenfassung; Abbildungen 


1-11 
12 


A 


US 5 501 568 A (ONO TOSIO) 
26. Marz 1996 (1996-03-26) 
Zusammenfassung; Abbildungen 1-5 
Spalte 2, Zeile 55 -Spalte 4, Zeile 35 


1-15 


A 


US 5 261 776 A (MOORE SCOTT E ET AL) 
16. November 1993 (1993-11-16) 
Zusammenfassung; Anspruche; Abbildungen 


1-15 



□ 



Weitefe VefoffeotBchungen sind der Fortsetzung von Fekl C zu 
entnehfnen 



Siehe Anhang Patenttamifio 



• Beaondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

'A- Ver6frerittfchiina.de den allgemeinan Stand der Technik definiert. 
aber nicht ala beaondars bedeutaam anzusehen tat 

■E- ahewOola5iert.dM^ nach dam intemationalen 

Anmeldadatum veroftentficht wordan iat 

V Veroffentlichung. cfie geeignet iat. einen Prioritatsanapruch zweifelhafl er- 
acheinen zu taaaen. Oder durch c£e daa Veroflentlichungadatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
aoti Oder die aus einem anderen beeonderen Grund angageben iat (wie 
auagefuhrt) 

'O' Veroffentlichung. die aichaufeinemundiche Offenbarung. 

eifieBenutzung. eirte Auaatefhing oder andere Maf3nahmen beaeht 
P VerofJantfichung. die vor dam intematnnaien Anmeldedatum. aber nach 

dam beanspnjchten Prioritaladatum veroffontficht worden iat 



SpJewVeroffentjichung. <Ae nach dem intematiooalen Anmeldedatum 
Oder dem Pnontatadatum veroffentlicht wonrfeo ist und mit der 
Anmekftjng nicht kofikSert aocKiem nur zum Veretan^tiis dea der 
gfindung zogrundeliegenden Prinzipa oder der ihr zugnindeiiegenden 
Theone angageben iat ' 

"X- VeroflieriHichurw von beaonderer Bedeutung: de beanapruchte Bfindung 
kann allein aufgrund deaer Veroffentlfchui^ nfcht alsMu oder auf 



kmnalleinaufgnjnddieaerVeroffentlfchung nfcht ah 
efftndeilacher Tatt^eit beruhend betrachtet werden 



Datum dee Abachkjaaea der intemationalen Recherche 



11. Oktober 2000 



•Y Veroflentlfchung von beaonderer Bedeutung: de beanspaichto Erfindung 
kann nicht aia auf effindefiacher Tatigkeil beruhend betrachtet 
werden, wenn de Veroffentfichung mit einer oder mehreren andarw) 
)5™™5?»!f9on Kateoorie in Veitiridung gebracht wird und 
deae Vertmding IGr einen Fac^nn naheQegend iat 

Veroffentltehung. de Mitglied dareeiben Patentfamilie iat 



Abeendedatum dea intematfcnalen Recherohenberichta 



18/10/2000 



Name und Poatanachrifl der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaiachee Palentamt, PB. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280HVRjj8wiik 
Tel. (431-70) 340^2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (431 -70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bedenateter 



Hamdani, F 



Fonnblaa PCT/ISA/210(8lfla 2) M 1992) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMglARBErT AUF DEM 
V GEBIETDESPATENTWESEts9 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 

R.A. EGLI & Co 
HorneggstraBe 4 
Postfach 
8034 Zurich 
SUISSE 



EINGANG 

-5. Oez, 2001 
Egli Patentanvvalte 1 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

{RegeI71.1 POT) 



Absendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



03.12.2001 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
BE 22449 GL^vs 


WICHTTGE MnTELUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/CHOO/00451 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
24/08/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
27/08/1999 


Anmelder 

TEC-SEM AG et al. 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daf3 ihm die mit der internationalen vorlaufigen Pruf ung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Internationalen Buro zur 
Weiterleltung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Aniagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro Im Fomnblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so mu3 diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Aniagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. ! 

i 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II i 

des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. I 

i 
I 
I 
i 



I 



Name und Postanschritt der mit der intemalionalen Prufung 
beauftragten Behorde 


Bevollmachtlgter Bediensteter 


1 


- '~ — Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 


Hopwood, S 


1 J)l 


^1 Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 






Fax: +49 89 2399 - 4465 


Tel. +49 89 2339-2429 



Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 



VERTRAG UB 



i 



DIE INTERNATIONALE ZUSAmENARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
BE 22449 GLVvs 


siehe Mitteiluhg Ober die Ubersendung des international en 
WEITERES VORGEHEN vorisiufigen Prufungst>erichts (Formblatt PCT/lPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/CHOO/00451 


1 nternationales Anmeldedalum (Tag/Monat/Jahr) 
"'24/08/2000 


; Prioritatsdatuni (Tag/Monat/Tag) 
27/0^/^999 


Internationale Patentklasslfikation (IPK) Oder nationale Klasslfikation und IPK 
H01L21/00 


Anmelder 






TEC-SEM AG et al. 









1. Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen PrQfung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gema(3 Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 6 Blotter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem llegen dem Bericht ANIJVGEN bei; dabel handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 6 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

i ^ Grundlage des Berichts 
Prioritat 



Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 





Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
20/01/2001 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
03.12.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 

/flu D-80298 MCinchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
" Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter ^r^iZT>. 
Angermeier, D ^ /• 

Tel. Nr. +49 89 2399 2283 N^^i^^j^:-- 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/CHOO/00451 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung {Ersatzblatten die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Ariderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70.17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1,3-17 ursprungliche Fassung 

2,2a eingegangen am 17/09/2001 mit Schreiben vom 14/09/2001 
Patentanspriiche, Nr.: 

1 -1 5 eingegangen am 1 7/09/2001 mit Schreiben vom 1 4/09/2001 
Zeichnungen, Blatter: 

1/5-5/5 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder warden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Rege! 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung. die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Priifung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung. daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 



Formbiatt PCT/lPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/CHOO/0045 1 



4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Die'ser Bericht ist ohnfe Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unterPunkt 1 hinzuweisen;sie sinddiesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzllche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage. ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gesttitzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Juli 1998) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/CHOO/00451 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 .0 In diesem Bescheid warden folgende. im Internationalen Recherchenbericht 
zitierte Dokumente genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren 
beibehalten: 

D1; EP-A-0 496 006 (IBM) 29. Jul! 1992 (1992-07-29) 

D2: US-A-4 695 21 7 (LAU JOHN J) 22. September 1 987 (1 987-09-22) 

2.0 Die voriiegende Erfindung zeigt eine Handhabungsvorrichtung bzw. eine 

VenA/endung einer Handhabungvorrichtung fur Wafer (Halbleiterscheiben) oder 
andere scheibenformige Substrate, welche eine Lagereinrichtung aufweist, in der 
mehrere Wafer mit ihren Oberflachen im wesentlichen parallel zueinander 
ausgericlitet, hintereinander und auBerhalb eines Transportbehalter anordenbar 
sind, mit einer Greifvorrichtung versehen ist, mit welcher einzelne Wafer aus der 
Lagereinrichtung entnehmbar und/oder in sie einsetzbar sind, wobei die 
Greifvorriciitung mehrere Greifer aufweist, welche gemeinsam verfahrbar jedoch 
unabhangig voneinander betatigbar sind, wobei durch die Betatigung eines 
Greifers jeweils zumindest ein Wafer erfassbar und/oder in die Lagereinrichtung 
einsetzbar ist (vgl. Anspruche 1,9, 10 und 12). 

Das Dokument D1 , das als nachstiiegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart eine Vorrichtung zum Transfers eines Stapels von Wafern mit einer 
Greifvorrichtung gleichzeitig von einem Trager zu einem zweiten Wafertrager 
(siehe Figuren 1 und 2 und Spalte 4). 

Davon unterscheidet sich der Gegenstand der jeweiligen Anspruche dadurch, 
dass die Greifvorrichtung mehrere Greifer aufweist, welche gemeinsam verfahrbar 
jedoch unabhangig voneinander betatigbar sind, wobei durch die Betatigung eines 
Greifers jeweils zumindest ein Wafer erfassbar und/oder in die Lagereinrichtung 
einsetzbar ist. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatl 1) (EPA- April 1997) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/CHOO/00451 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Folgich ist der Gegenstand des Anspruche 1 9, 10 und 12 neu im Sinne von 
Artikel 33(2) PCT. 

Die m it der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe karin somit darin gesehen 
weiPden, einen Stapel von zu bearbeitenden VVafern in beliebiger aber 
vorbfestimmter Reihenfolge effizient zusammenzustellen (siehe Beschreibung: 
SeiteS; Zeilen 1-2). 

Jedoch gibt es in den verbleibenden Dokumenten im IRB fur den Fachmann keine 
direkten oder indirekten Hinweise, mehrere Greifer zu venwenden, die unabhangig 
voneinander betatigbar sind. Das Dokument D2 offenbart ebenfalls den Transfer 
von gleichzeitig einem ganzen Stapel von Wafern aus einem Plastikbehalter 
(siehe Figuren 7A, 78, 8A, 88, 9A und 98). Der Fachnnann wurde daher die 
Aufnahme des Merkmals; mehrere Greifer zu venA/enden, die unabhangig 
voneinander betatigbar sind; in die in D1 beschriebene Vorrichtung nicht als eine 
ubiiche MaBnahme zur Losung der gestellten Aufgabe ansehen. 

Deshalb ist der Gegenstand der Anspruche 1 , 9, 10 und 12 erfinderisch im Sinne 
von Artikel 33(3) PCT, 

Die Anspruche 2-8, 1 1 und 13-15 sind jeweils von den Anspruchen 1, 9, 10 und 
12 abhangig und erfullen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf 
Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 

1 . Die Anspruche 1 , 9 und 10 wurden zwar als getrennte, unabhangige Anspruche 
abgefaBt, sie scheinen sich aber tatsachlich auf ein und denselben Gegenstand zu 
beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander 
abweichende Definitionen des Gegenstandes, fur den Schutz begehrt wird bzw. nur 
durch die fur die Merkmale dieses Gegenstandes verwendete Terminologie. Somit 
sind die Anspruche nicht knapp gefaBt. 

Aus diesem Grund erfullen die Anspruche 1 , 9 und 10 nicht die Erfordernisse des 
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hinzukommen konnen, die die fakultativen Meil^male abdecken (Regel 6.4 PCT). 
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Pa ten tanspriiche 



10 



15 



25 3. 



Handhabungsvorrichtung fUr Wafer (Halbleiterscheiben) 
Oder andere scheibenfermige Substrate, welche 
eine Lagereinrichtung aufweist, in der mehrere Wafer mit 
ihren Oberflachen im wesentlichen parallel zueinander 
ausgerichtet, hintereinander und ausserhalb eines Trans- 
portbehalter anordenbar sind, 

mit einer Greifvorrichtung versehen ist, mit welcher 
emzelne Wafer aus der Lagereinrichtung entnehmbar 
und/oder in sie einsetzbar sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass 

die Greifvorrichtung (43) mehrere Greifer (44, 60) auf- 
weist, welche gemeinsam verfahrbar jedoch unabhSngig 
voneinander betatigbar sind, wobei durch die Betatigung 
ernes Greifers (44, 60) jeweils zumindest ein Wafer er- 
fassbar und/oder in die Lagereinrichtung (42) einsetzbar 
ist 



20 2. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Anzahl der Greifer (44, 60) der 
Greifvorrichtung (43), der Anzahl an Wafern eines Wafer- 
batches Oder einem ganzzahligem Vielfachen davon ent- 
spricht . 



Handhabungsvorrichtung nach einem oder beiden der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
Greifer (44, 60) der Greifvorrichtung (43) an einem ge- 
meinsamen TrSger (61) angeordnet sind, welcher an einem 
FUhrungselement (62) parallel zur Lagereinrichtung (42) 
30 verfahrbar ist. ^ ^ > 



4 



Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekenn2eichne^, das 
Greifer (44, 60) in zwei Endlagen schwenkbar sind, wobei 
sie sich in einer ersten Endlage in einer Leerposition 



vor- 

s 
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und in einer zweiten Endlage in einer Transportposition 
fur Wafer der Greifvorrichtung (43) befinden, in welcher 
sie Wafer im wesentlichen parallel zur Lagereinrichtung 
( 42 ) transportieren . 

5 5, Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die SchwenJdDewegung des jeweiligen Grei- 
fers (44, 60) in einer Ebene stattfindet, welche im We- 
sentlichen orthogonal zur Verfahrrichtung der Greifvor- 
richtung (43) und parallel zu den OberflSchen der. Wafer 
10 der Lagereinrichtung ausgerichtet ist. 

6. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
Greifer (44, 60) der Greifvorrichtung (43), unabhangig 
von anderen Greifern (44, 60) der Greifvorrichtung, im 

15 Wesentlichen parallel zu den OberflSchen der Wafer und 

quer zur Verfahrrichtung der Greifvorrichtung (43) ge- 
radlinig bewegbar sind, wobei sie sich in einer ersten 
Endlage in einer Leerposition und in einer zweiten End- 
lage in einer Transportposition fur Wafer der Greifvor- 

20 richtung (43) befinden, in welcher sie Wafer im wesent- 

lichen parallel zur Lagereinrichtung (42) transportie- 
ren. 

7, Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet dass in 
25 die Lagereinrichtung (42) eine Anzahl an Wafern einsetz- 

bar ist, die zumindest im wesentlichen einem ganzzahli- 
gem Vielfachen der Anzahl an Wafern entspricht, die 
durch die Greifvorrichtung (43) gleichzeitig handhabbar 
ist . 

30 8. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden AnsprUche, gekennzeichnet durch eine im Ver- 
fahrweg der Greifvorrichtung (43) angeordnete Transfer- 
Station (40) mit einem Zwischenlager fur Wafer, in dem 
mehrere Wafer mit ihren Oberflachen parallel zueinander 
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angeordnet werden kbnnen, wobei mit der Greifvorrichtung 
(43) Wafer von der Lagereinrichtung (42) zur Transfer- 
Station (40) und umgekehrt uberfuhrbar sind. 

9. Greifvorrichtung zur Handhabung mehrere Wafer oder ande- 
rer scheibenformiger Substrate, die mehrere Greifer (44, 
60) aufweist, wobei jeder Greifer (44, 60) fUr zumindest 
einen Wafer vorgesehen ist, die Wafer in den Greifern 
(44, 60) parallel zueinander angeordnet werden konnen, 
die Greifer gemeinsam verfahrbar jedoch unabhSngig von- 
einander betatigbar sind, und durch die Betatigung eines 
Greifers (44, 60) jeweils zumindest ein Wafer handhabbar 
ist. 

10, Speichervorrichtung fur eine Zwischenlagerung von Wafern 
Oder anderer scheibenformiger Substrate, die ein Gehause 
aufweist, das einen Innenraum ausbildet in dem mehrere 
Speicherplatze ftir Transportbehaiter von Wafern vorhan- 
den sind, die Speichervorrichtung mit einem Manipulator 
versehen ist, der die Transportbehaiter handhabt, da- 
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil des Innen- 
raumes als Reinraumbereich ausgebildet ist, in dem Wafer 
ausserhalb von Transportbehaltern handhabbar und in ei- 
ner Lagereinrichtung (42) zwischenlagerbar sind, und zu- 
mindest eine Greifvorrichtung (43) vorhanden ist, die 
mehrere Greifer (44, 60) aufweist, welche gemeinsam ver- 
fahrbar jedoch unabhangig voneinander betatigbar sind, 
wobei durch die Betatigung eines Greifers (4 4, 60) je- 
weils zumindest ein Wafer erfassbar und/oder in die La- 
gereinrichtung (42) einsetzbar ist. 

11. Speichervorrichtung nach Anspruch 11, gekennzeichnet 
durch eine Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspriiche 2 bis 8. 

12. Verfahren zur Zusammenstellung eines Waf erbatches, bei 
welchem zunachst Wafer in einer Lagereinrichtung als 
Ausgangs-Waferstapel angeordnet werden, nachfolgend mit 
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25 
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einer Greifvorrichtung einzelne Wafer aus dem Ausgangs- 
Waferstapel entnoirunen und in einer vorbestimmten Reihen- 
folge wieder angeordnet werden, dadurch gekennzeichnet, 
dass zunachst mit der Greifvorrichtung (43) nacheinander 
5 mehrere Wafer (48) aus der Lagereinrichtung (42) entnom- 

men und erst danach die entnommenen Wafern von der 
Greifvorrichtung (43) an die Lagereinrichtung (42) oder 
an eine hiervon unterschiedliche Halteeinrichtung lUber- 
geben werden* 

10 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Greifvorrichtung (43) in einer bestiramten Position 
gegentiber der Lagervorrichtung (42) angeordnet wird, die 
Greifvorrichtung (43) in dieser Position aus dem Aus- 
gangs-Waferstapel mehrere Wafer (48) entnimmt, die 

15 Greifvorrichtung (43) in zumindest eine andere Position 

verfahren wird und diese Wafer nacheinander an die Lage- 
reinrichtung Oder an eine hiervon abweichende Halteein- 
richtung Ubergibt- 

14, Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeich- 
10 net, dass die Greifvorrichtung (43) Wafer (48) eines in 

einer Obergabestation angeordneten Waferbatches erfasst, 
die Wafer (48) an Lagerstellen der Lagereinrichtung (42) 
absetzt und die Positionen von jedem der Wafer (48) in 
der Lagereinrichtungen (42) zusammen mit Daten zur Iden- 
15 tifizierung des Batches, in dem sich der Wafer zuvor be- 

fand und/oder Daten bezUglich von dem jeweiiigen Wafer 
bereits durchlauf enen Bearbeitungsprozessen speichert. 

15. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspruche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 

0 Greifvorrichtung (43) zwischen der Entnahme eines ersten 

und der Entnahme eines letzten Wafers (48) im wesentli- 
chen parallel zu einer Stapelrichtung der Wafer ver- 
f ahrt . 
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nigungen und Schmutz ferngehalten warden mUssen. Bereits 
kleinste Verunreinigungen durch Staub oder sonstige Partikel 
erzeugen eine Schadigung des entsprechenden Bereiches der 
Wafer-Oberflache. Dies kann zu erheblichen Ausschussraten 
5 der aus diesen Wafern hergestellten Endprodukte fuhren. Des- 
halb erfolgt die Verarbeitung ublicherweise in sogenannter 
Reinraumtechnik, d.h. die Verarbeitungszonen mussen eine be- 
stimmte, festgelegte Reinheit in Bezug auf diese Schmutzpar- 
tikel aufweisen. Dasselbe gilt selbstverstandlich auch fur 
10 die Zwischenlagerung, d,h. die Aufbewahrungsbehalter • 

Es hat sich gezeigt, dass qualitative Unterschiede bei Wa- 
fern eines Batches entstehen konnen, wenn diese stets in der 
gleichen Reihenfolge die einzelnen Prozessstuf en durchlau- 
15 fen, Es kann deshalb von Vorteil sein, wenn die Reihenfolge 
der Wafer innerhalb eines Batches verandert wird. Urn Wafer 
an unterschiedlichen Stellen eines Batches anzuordnen sind 
bereits Vorrichtungen bekannt geworden, bei denen eine als 
Einzelgreifer ausgebildete Greif vorrichtung jeweils einen 

20 Wafer aus einem in einer Kassette angeordneten Batch ent- 
nimmt und in einer anderen Kassette - Oder sonstigen Halte- 
einrichtung - an einem anderen Kassettenplatz ablegt. Das 
Batch ist fUr den nachsten Prozess zusaitmiengestellt, sobald 
der Einzelgreifer samtliche Wafer jeweils einzeln entnommen 

25 und in der anderen Kassette an einer vorbestiininten Stelle 
abgelegt hat. Diese Vorrichtung hat jedoch den Nachteil, 
dass die Zusammenstellung des Batches relativ viel Zeit in 
Anspruch niinint. Ausserdem ist es mit dieser Vorrichtung kaum 
mdglich, aus unterschiedlichen Batches einen neuen Batch zu- 

30 sammenzustellen. 

Beispielsweise aus der EP 0 495 006 Al sowie der US 
4,695,217 sind auch Handhabungsvorrichtungen fur Wafer vor- 
bekannt, die jeweils zwei parallel zueinander angeordnete 
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Halterollen aufweisen, die um ihre jeweilige LSngsachse ro- 
txerbar sind. Die Halterollen sind mit entlang des Umfangs 
Deder Halterolle verlaufenden Schlitzen versehen. Mittels 
der beiden Halterollen kann somit jeder Wafer eines Wafer- 
stapels dadurch gehalten warden, dass er in jeweils einem 
Schlitz der beiden Halterollen angeordnet wird. Ferner wei- 
sen die Jialterollen Bereiche mit einer geringen radialen Er- 
streckung auf. Werden diese Bereiche jeder Halterolle durch 
Rotation der Halterollen in eine Position gebracht, in der 
sich die Bereiche gegenOber liegen, so kann ein Waferstapel 
zwxschen den Halterollen hindurchgeftihrt werden, beispiels- 
weise um ihn einem bereits auf den Halterollen angeordneten 
anderen Waferstapel hinzuzuf ugen. Dieser Typ von vorbekann- 
ten Handhabungsvorrichtungen weist jedoch den Nachteil auf 
15 dass er nur die Handhabung von bereits existierenden Wafer- 
stapeln zulMsst. 



20 



Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde eine Vor- 
richtung zu schaffen, mit der sich ein Stapel von zu bear- 
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gpn/"^":'"-! -'^Y processing is therefore normally carried out using 
clean-room technology, as it is known, that is to say 
the processing zones must exhibit a specific, defined 
purity in relation to these dirt particles. Of course, 
the same also applies to the temporary storage, that is 
to say the preserving containers. 




It has been shown that qualitative differences can 
arise in wafers from a batch if they always pass 

10 through the individual process stages in the same 
order. It may therefore be advantageous for the order 
of the wafers within a batch to be changed. In order to 
arrange wafers at different points in a batch, devices 
have already been disclosed in which a gripping device 

15 designed as an individual gripper in each case removes 
a wafer from a batch arranged in a cassette and 
deposits it in another cassette - or another holding 
device - at a different cassette location. The batch is 
assembled for the next process as soon as the 

20 individual gripper has in each case removed all the 
wafers individually and deposited them at a 
predetermined point in the other cassette. However, 
this device has the disadvantage that the assembly of 
the batch takes up a relatively large amount of time. 

25 In addition, with this device it is hardly possible to 
assemble a new batch from different batches. 



The invention is therefore based on the object of 
providing a device with which a stack of wafers to be 
30 processed can be assembled as efficiently as possible 
in any desired but predetermined order. 



In a device of the type mentioned at the beginning, the 
object is achieved by the gripping device having a 
35 plurality of grippers which can be moved together but 
can be actuated independently of one another, it being 
possible in each case for at least one wafer to be 
gripped and/or inserted into the storage device as a 
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Patent Claims 

1. A handling device for wafers (semiconductor disks) 
or other disk-like substrates, which has a storage 
5 device in which a plurality of wafers can be arranged 
with their surfaces aligned substantially parallel to 
one another, one behind another and outside a transport 
container, 

is provided with a gripping device with which 
10 individual wafers can be removed from the storage 
device and/or inserted into the latter, characterized 
in that 

the gripping device (43) has a plurality of grippers 
(44, 60) which can be moved together but can be 
15 actuated independently of one another, it being 
possible in each case for at least one wafer to be 
gripped and/or inserted into the storage device as a 
result of the actuation of a gripper (44, 60) . 

20 2. The handling device as claimed in claim 1, 
characterized in that the number of grippers of the 
gripping device corresponds to the number of wafers in 
a wafer batch or an integer multiple thereof, 

25 3. The handling device as claimed in one or both of 
the preceding claims, characterized in that grippers of 
the gripping device are arranged on a common carriage 
which can be moved parallel to the storage device on a 
guide element . 

30 

4. The handling device as claimed in one or more of 
the preceding claims, characterized in that grippers 
can be pivoted into two end positions, being located in 
a first end position in an empty position and in a 
35 second end position in a transport position for wafers 
of the gripping device, in which they transport wafers 
substantially parallel to the storage device. 
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5. The handling device as claimed in claim 4, 
characterized in that the pivoting movement of the 
gripper takes place in a plane which is aligned 
substantially orthogonally to the direction of movement 
5 of the gripping device and parallel to the surfaces of 
the wafers of the storage device . 



6. The handling device as claimed in one or more of 
the preceding claims, characterized in that grippers of 

10 the gripping device can be moved rectilinearly, 
substantially parallel to the surfaces of the wafers 
and transversely with respect to the direction of 
movement of the gripping device independently of other 
grippers of the gripping device, being located in a 

15 first end position in an empty position and in a second 
end position in a transport position' for wafers of the 
gripping device, in which they transport wafers 
substantially parallel to the storage device. 

20 7. The handling device as claimed in one or more of 

the preceding claims, characterized in that it is 

possible to insert into the storage device a number of 

wafers which at least substantially corresponds to an 

integer multiple of the number of wafers which can be 

25 handled simultaneously by the gripping device. 

8. The handling device as claimed in one or more of 
the preceding claims, characterized by a transfer 
station arranged in the travel path of the gripping 

30 device and having a temporary store for wafers, in 
which a plurality of wafers can be arranged with their 
surfaces parallel to one another, it being possible to 
use the gripping device to transfer wafers from the 
storage device to the transfer station and vice versa. 

35 

9, A gripping device for handling a plurality of 
wafers or other disk- like substrates, which has a 
plurality of grippers for each wafer, it being possible 
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for the wafers to be arranged parallel to one another 
in the grippers, for the grippers to be moved together 
but actuated independently of one another, and in each 
case for at least one wafer to be handled as a result 
of the actuation of a gripper. 

10. A storage device , for temporary storage of wafers 
or other disk-like substrates, which has a housing 
which forms an interior space in which there are a 
plurality of storage locations for transport containers 
of wafers, the storage device is provided with a 
manipulator which handles the transport containers, 
characterized in that at least part of the interior 
space is designed as a clean-room area, in which wafers 
can be handled outside transport containers and can be 
stored temporarily in a storage device and there is^ at 
least one gripping device which has a plurality of 
grippers which can be moved together but can be 
actuated independently of one another, it being 
possible in each case for at least one wafer to be 
gripped and/or inserted into the storage device as a 
result of the actuation of a gripper. 

11. The storage device as claimed in claim 11, 
characterized by a handling device as claimed in one or 
more of the preceding claims 2 to 8 . 

12. A method of assembling a wafer batch, in which 
first of all wafers are arranged in a storage device as 
an initial wafer stack, individual wafers are then 
removed from the initial wafer stack by a gripping 
device and are arranged again in a predetermined order, 
characterized in that, firstly, a plurality of wafers 
(48) are removed from the storage device one after 
another by a gripping device (43) and only then are the 
wafers removed by the gripping device passed on to the 
storage device or to a holding device differing from 
the latter. 
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13. The method as claimed in the preamble of claim 12, 
characterized in that the gripping device is arranged 
in a specific position with respect to the storage 
device, the gripping device removes a plurality of 

5 wafers from the initial wafer stack in this position, 
the gripping device is moved into at least one other 
position and passes ^on these wafers one after another 
to the storage device' or to a holding device differing 
from the latter. 

10 . 

14. The method as claimed in claim 12 or 13, 
characterized in that the gripping device grips wafers 
of a wafer batch arranged in a transfer station, sets 
down the wafers at storage locations belonging to the 

15 storage device and stores the positions of each of the 
wafers in the storage devices, together with data for 
the identification of the batch in which the wafer was 
previously located and/or data with respect to 
processing processes already passed through by the 

2 0 respective wafer. 

15. The method as claimed in one or more of the 
preceding claims 12 to 14, characterized in that 
the gripping device moves substantially parallel 

25 to a stack direction of the wafers between the 

removal of a first and the removal of a last 
wafer. 

30 #353184 



VERTRAG UBEiAe INTERNATIONALE ZUSA« 



ENARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES PATENTWESENS__ 



All 



P CT ^^^'^ ^ 5 2001 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFuisft SiifeERIClff ^ 
(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
BE 22449 GLjVs 


siehe Mitteitung uber die Ubersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlauflgen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/CHOd/00451 


Internationales Anmeldedatum(Ta9/Mdnat</a/7r> 
24/08/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
27/08/1999 



Internationale PatentWassifikation (IPK) oder natioriale Klassifikatidh und IPK 
H01 L21/00 



Anmelder 

TEC-SEM AG et al. 



1. Dieser internatlonale vorlSufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorldufigen PrQfung beauftragten 
Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemSB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 6 Blotter etnschiie3lich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde iiegen. und/oder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venvaltungsrichtlinlen zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 6 Blotter. 



3, Dieser Bericht enthSIt Angaben zu folgenden Punkten: 

I Grundlage des Berichts 

Prioritat 



Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinslchtlich der Neuheit, der erfinderischen T^tigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur StDtzung dieser Feststellung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 





Bestlmmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einrelchung des Antrags 
20/01/2001 



Datum der Fertlgstellung dieses Berichts 



03.12.2001 



Name und Postanschrift der mit der Intemationalen vortauflgen 
PrOfung t)eauftragten Behdrde: 
EuropSisches Patentamt 

D-80298 MQnchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax:+49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bedlensteter 
Angemneier, D 

Tel. Nr. +49 89 2399 2283 




Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/CHOO/00451 



I. Grundlage des Berichts 

' 1 . HInsichtlich der Bestandteile der Internationalen Anmeldung (Ersatzblatten die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, y^eil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 1 7)): 
Beschreibung, Seiten: 

1 .3-1 7 ursprungliche Fassung 

2.2a eingegangen am 17/09/2001 mit Schreiben vom 14/09/2001 
Patentanspruche, Nr.: 

1 -1 5 eingegangen am 1 7/09/2001 mit Schreiben vom 1 4/09/2001 
Zeichnungen, Blatter: 

1/5-5/5 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtllch der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden 1st, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. HInsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz Ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

1 i 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung In computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 
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4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht is! ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen), 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -1 5 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 

\ 

2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarhelt der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1.0 In diesem Bescheid werden folgende, im Internationalen Recherchenbericht 
zitierte Dokumente genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren 
beibehalten: 

D1 : EP-A-0 496 006 (IBM) 29. Jul! 1992 (1992-07-29) 

D2: US-A-4 695 217 (LAU JOHN J) 22. September 1987 (1987-09-22) 

2.0 Die vorliegende Erfindung zeigt eine Handhabungsvorrichtung bzw. eine 

Verwendung einer Handhabungvorrichtung fur Wafer (Halblelterscheiben) Oder 
andere scheibenformige Substrate, welche eine Lagereinrichtung aufweist, in der 
mehrere Wafer mit ihren Oberflachen im wesentHchen parallel zueinander 
ausgerichtet, hintereinander und auBerhalb eines Transportbehalter anordenbar 
sind, mit einer Greifvorrichtung versehen ist, mit welcher einzelne Wafer aus der 
Lagereinrichtung entnehmbar und/oder in sie einsetzbar sind, wobei die 
Greifvorrichtung mehrere Greifer aufweist, welche gemeinsam verfahrbar jedoch 
unabhangig voneinander betatigbar sind, wobei durch die Betatigung eines 
Greifers jeweils zumindest ein Wafer erfassbar und/oder in die Lagereinrichtung 
einsetzbar ist (vgl. Anspruche 1, 9, 10 und 12). 

Das Dokument D1 , das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart eine Vorrichtung zum Transfers eines Stapels von Wafern mit einer 
Greifvorrichtung gleichzeitig von einem Trager zu einem zweiten Wafertrager 
(siehe Figuren 1 und 2 und Spalte 4). 

Davon unterscheldet sich der Gegenstand der jeweiligen Anspruche dadurch, 
dass die Greifvorrichtung mehrere Greifer aufweist, welche gemeinsam verfahrbar 
jedoch unabhangig voneinander betatigbar sind, wobei durch die Betatigung eines 
Greifers jeweils zumindest ein Wafer erfassbar und/oder In die Lagereinrichtung 
einsetzbar ist. 



! 

i 

! ■ 
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Folgich ist der Gegenstand des Anspruche 1 9, 10 und 12 neu im Sinne von 
Artikel 33(2) PCT. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, einen Stapel von zu bearbeitenden Wafern in beliebiger aber 
vorbestinamter Reihenfolge effizient zusammenzustellen (siehe Beschreibung: 
Seite.3; Zeilen 1-2). 

Jedoch gibt es in den verbleibenden Dokumenten im IRB fur den Fachmann keine 
direkten oder indirekten Hinweise, mehrere Greifer zu venA^enden, die unabhangig 
voneinander betatigbar sind. Das Dokument D2 offenbart ebenfalls den Transfer 
von gleichzeitig einem ganzen Stapel von Wafern aus einem Plastikbehalter 
(siehe Figuren 7A, 78, 8A, 88, 9A und 98). Der Fachmann wurde daher die 
Aufnahme des Merkmals; mehrere Greifer zu verwenden, die unabhangig 
voneinander betatigbar sind; in die in D1 beschriebene Vorrichtung nicht als eine 
ubiiche MaBnahme zur Losung der gestellten Aufgabe ansehen. 

Deshalb ist der Gegenstand der Anspruche 1,9, 10 und 12 erfinderisch im Sinne 
von Artikel 33(3) PCT. 

Die Anspruche 2-8, 1 1 und 13-15 sind jeweils von den Anspruchen 1,9, 10 und 
12 abhangig und erfiillen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf 
Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Zu Punkt Vlil 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung ^ 

1 . Die Anspruche 1 , 9 und 10 wurden zwar als getrennte, unabhangige Anspruche 
abgefaBt, sie scheinen sich aber tatsachlich auf ein und denselben Gegenstand zu 
beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander 
abweichende Definitionen des Gegenstandes, fur den Schutz begehrt wird bzw. nur 
durch die fur die Merkmale dieses Gegenstandes verwendete Terminologie. Somit 
sind die Anspruche nicht knapp gefa3t. 

Aus diesem Grund erfullen die Anspruche 1,9 und 10 nicht die Erfordernisse des 

I 

I ; 

i i 
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Artikels 6 PCT. 

Urn diesen Einwand auszuraumen, scheint es zweckmaBig, einen geanderten Satz 
Anspruche einzureichen, in dem der Gegenstand mit einem einzigen una bhangiqen 
Vorrichtunasanspruch definiert wird, wobei noch abhangige Anspruche 
hinzukommen konnen, die die fakultativen IVIerkmale abdecken (Regel 6.4 PCT). 
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Pa t:en tan spr u che 



1. Handhabungsvorrichtung fUr Wafer (Halbleiterscheiben) 
5 Oder andere scheibenformige Substrate, welche 

eine Lagereinrichtung aufweist, in der mehrere Wafer rait 
ihren Oberflachen im wesentlichen parallel zueinander 
ausgerichtet/ hintereinander und ausserhalb eines Trans- 
portbehalter anordenbar sind, 
10 mit einer Greifvorrichtung versehen ist, mit welcher 

einzelne Wafer aus der Lagereinrichtung entnehinbar 
und/oder in sie einsetzbar sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass 

die Greifvorrichtung (43) mehrere Greifer (44, 60) auf- 
15 weist, welche gemeinsam verfahrbar jedoch unabhangig 

voneinander betatigbar sind, wobei durch die Betatigung 
eines Greifers (44, 60) jeweils zumindest ein Wafer er- 
fassbar und/oder in die Lagereinrichtung (42) einsetzbar 
ist . 

20 2. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-' 
zeichnet, dass die Anzahl der Greifer (44, 60) der 
Greifvorrichtung (43), der Anzahl an Wafern eines Wafer- 
batches Oder einem ganzzahligem • Vielf achen davon ent- 
spricht. 

25 3. Handhabungsvorrichtung nach einem oder beiden der vor- 
hergehenden AnsprUche, dadurch gekennzei^chnet, dass 
Greifer (44, 60) der Greifvorrichtung (43) an einem ge- 
meinsamen Trager (61) angeordnet sind, welcher an einem 
Fuhrungs element (62) parallel zur Lagereinrichtung' (42) 

30 verfahrbar ist. 

4 • Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Ansprtlche, dadurch gekennzeichnet, dass 
Greifer (44, 60) in zwei Endlagen schwenkbar sind, wobei 
sie sich in einer ersten Endlage in einer Leerposition 
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and in einer zweiten Endlage in einer Transportposition 
far Wafer der Greif vorrichtung (43) befinden, in welcher 
sie Wafer im wesentlichen parallel zur Lagereinrichtung 
(42) transportieren. 

5 5. Handhabungs vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schwenkbewegung des jeweiligen Grei- 
fers (44, 60) in einer Ebene stattfindet, welche im We- 
sentlichen orthogonal zur Verf ahrrichtung der Greifvor- 
richtung (43) und parallel zu den Oberflachen der Wafer 
10 der Lagereinrichtung ausgerichtet ist. 

6. Handhabungs vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, dass 
Greifer (44, 60) der Greif vorrichtung (43), unabhSngig 
von anderen Greifern (44, 60) der Greifvorrichtung, im 
Wesentlichen parallel zu den Oberflachen der Wafer und 
quer zur Verf ahrrichtung der Greifvorrichtung (43) ge- 
radlinig bewegbar sind, wobei sie sich in einer ersten 
Endlage in einer Leerposition und in einer zweiten End- 
lage in einer Transportposition ftir Wafer der Greifvor- 
richtung (43) befinden, in welcher sie Wafer im wesent- 
lichen parallel zur Lagereinrichtung (42) transportie- 
ren . V \ 

7* Handhabungs vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet dass in 
die Lagereinrichtung (42) eine Anzahl an Wafern einsetz- 
bar ist, die zmnindest im wesentlichen einem ganzzahli- 
gem Vielfachen der Anzahl an Wafern entspricht, die 
durch die Greifvorrichtung (43) gleichzeitig handhabbar 
ist • 

30 8. Handhabungs vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch eine im Ver- 
fahrweg der Greifvorrichtung (43) angeordnete Transfer- 
station (40) mit einem Zwischenlager fUr Wafer, in dem 
mehrere Wafer mit ihren Oberflachen parallel zueinander 
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angeordnet werden konnen, wobei mit der Greifvorrichtung 
(43) Wafer von der Lagereinrichtung (42) zur Transfer- 
Station (40) und umgekehrt tiberftihrbar sind. 

9. Greifvorrichtung zur Handhabung mehrere Wafer Oder ande- 
5 rer scheibenf ormiger Substrate, die mehrere Greifer (44, 

60) aufweist, wobei jeder Greifer (44, 60) flir zumindest 
einen Wafer vorgesehen ist, die Wafer in den Greifern 
(44, 60) parallel zueinander angeordnet werden konnen, 
die Greifer gemeinsain verfahrbar jedoch unabhangig von- 
10 einander betatigbar sind, und durch die Betatigung eines 

Greifers (44, 60) jeweils zumindest ein Wafer handhabbar 
ist. 

10 • Speichervorrichtung fur eine Zwischenlageriing von Wafern 
Oder anderer scheibenf ormiger Substrate, die ein GehSuse 

15 aufweist, das einen Innenraum ausbildet in dem mehrere 

Speicherplatze fUr Transportbehalter von Wafern vorhan- 
den sind, die Speichervorrichtung mit einem Manipulator 
versehen ist, der die Transportbehalter handhabt, da- 
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil des Innen- 

20 raumes als Reinraumbereich ausgebildet ist, in dem Wafer 

ausserhalb von TransportbehSltern handhabbar und in ei- 
ner Lager.einrichtung (42) zwischenlagerbar sind, und zu- 
mindest eine Greifvorrichtung (43) vorhanden ist, die 
mehrere Greifer (44, 60) aufweist, welche gemeinsam ver- 

25 fahrbar jedoch unabhangig voneinander betatigbar sind, 

wobei durch die Betatigung eines Greiferjs (4 4, 60) je- 
. weils zumindest ein Wafer erfassbar und/oder in die La- 
gereinrichtung (42) einsetzbar ist. 

11, Speichervorrichtung nach Anspruch 11, gekennzeichnet 

30 durch eine Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehre- 

ren der vorhergehenden Ansprtiche 2 bis 8. 

12. Verfahren zur Zusammehstellung eines Waf erbatches, bei 
welchem zunachst Wafer in einer Lagereinrichtung als 
Ausgangs-Waferstapel angeordnet werden, nachfolgend mit 
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einer Greif vorrichtung einzelne Wafer aus dem Ausgangs- 
Waferstapel entnommen und in einer vorbestimmten Reihen- 
folge wieder angeordnet werden, dadurch gekennzeichnet, 
dass zunachst mit der Greif vorrichtung (43) nacheinander 
5 mehrere Wafer (48) aus der Lagereinrichtung (42) entnom- 

men und erst danach die entnommenen Wafern von der 
Greif vorrichtung (43) an die Lagereinrichtung (42) oder 
an eine hiervon unterschiedliche Halteeinrichtung fiber- 
geben werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Greif vorrichtung (43) in einer bestimmten Position 
gegenuber der Lagervorrichtung (42) angeordnet wird, die 
Greif vorrichtung (43) in dieser Position aus dem Aus- 
gangs-Waf erstapel mehrere Wafer (48) entnimmt, die 
Greif vorrichtung (43) in zumindest eine andere Position 
verfahren wird und diese Wafer nacheinander an die Lage- 
reinrichtung Oder an eine hiervon abweichende Halteein- 
richtung Obergibt. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Greif vorrichtung (43) Wafer (48) eines in 
einer Obergabestation angeordneten Waferbatches erfasst, 
die Wafer (48) an Lagerstellen der Lagereinrichtung (42) 
absetzt und die Positionen von j'edem der Wafer (48) in 
der Lagereinrichtungen (42) zusamiaen mit Daten zur Iden- 
tifizierung des Batches, in dem sich der Wafer zuvor be- 
fand und/oder Daten beziiglich von dem jeweiligen Wafer 
bereits durchlauf enen Bearbeitungsprozessen speichert. 

15. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspriiche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet , dass die 

30 Greifvorrichtung (43) zwischen der Entnahme eines ersten 

und der Entnahme eines letzten Wafers (48) im wesentli- 

chen parallel zu einer Stapelrichtung der Wafer ver- 
f ahrt . 
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nigungen und Schmutz ferngehalten werden mtissen. Bereits 
kleinste Verunreinigungen durch Staub oder sonstige Partikel 
erzeugen eine Sch^digung des entsprechenden Bereiches der 
Waf er-Oberf iSche . Dies kann zu erheblichen Ausschussraten 
5 der aus diesen Wafern hergestellten Endprodukte ftihren* Des- 
halb erfolgt die Verarbeitung tiblicherweise in sogenannter 
Reinraumtechnik, d.h* die Verarbeitungszonen milssen eine be- 
stimmte/ festgelegte Reinheit in Bezug auf diese Sclimutzpar- 
tikel aufweisen* Dasselbe gilt selbstverstSndlich auch fUr 
10 die Zwischenlagerung, d.h. die Aufbewahrungsbehalter . 

Es hat sich gezeigt, dass qualitative Unterschiede bei Wa- 
fern eines Batches entstehen kOnnen, wenn diese stets in der 
gleichen Reihenfolge die einzelnen Prozessstuf en durchlau- 

15 fen. Es kann deshalb von Vorteil sein, wenn die Reihenfolge 
der Wafer innerhalb eines Batches verSndert wird. Urn Wafer 
an unterschiedlichen Stellen eines Batches anzuordnen sind 
bereits Vorrichtungen bekannt geworden, bei denen eine als 
Einzelgreif er ausgebildete Greifvorrichtung jeweils einen 

20 Wafer aus einem in einer Kassette angeordneten Batch ent- 
nimmt und in einer anderen Kassette - oder sonstigen Halte- 
einrichtung - an einem anderen Kassettenplatz ablegt. Das 



der Einzelgreif er samtliche Wafer jeweils einzeln entnommen 
25 und in der anderen Kassette an einer vorbestiiniaten Stelle 
abgelegt hat. Diese Vorrichtung hat jedoch .den .Nachteil, 
dass die Zusammenstellung des Batches relativ viel Zeit in 
Anspruch nimmt. Ausserdem ist es mit dieser Vorrichtung kaum 
m5glich, aus unterschiedlichen Batches einen neuen Batch zu- 
30 sammenzustellen. 

Beispielsweise aus der EP 0 496 006 Al sowie der US 
4,695,217 sind auch Handhabungs vorrichtungen far Wafer vor- 
bekannt, die jeweils zwei parallel zueinander angeordnete 



Batch ist fUr den nachsten Prozess zusamitiengestellt, sobald 
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Halterollen aufweisen, die urn ihre jeweilige Langsachse ro~ 
tierbar sind. Die Halterollen sind mit entlang des Umfangs 
jeder Halterolle verlaufenden Schlitzen versehen. Mittels 
der beiden Halterollen kann somit jeder Wafer eines Wafer- 
5 stapels dadurch gehalten werden, dass er in jeweils einem 
Schlitz der beiden Halterollen angeordnet wird. Ferner wei- 
sen die Halterollen Bereiche mit einer geringen radialen Er- 
streckung auf. Werden diese Bereiche jeder Halterolle durch 
Rotation der Halterollen in eine Position gebracht, in der 
10 sich die Bereiche gegenuber liegen, so kann ein Waferstapel 
zwischen den Halterollen hindurchgefUhrt werden, beispiels- 
weise um ihn einem bereits auf den Halterollen angeordneten 
anderen Waferstapel hinzuzufugen. Dieser Typ von vorbekann- 
ten Handhabungsvorrichtungen weist jedoch den Nachteil auf/ 
15 dass er nur die Handhabung von bereits existierenderi Wafer- 
stapeln zulSsst^ 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde eine Vor- 
richtung zu schaffen, mit der sich ein Stapel von zu bear- 

20 
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L Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 

1^ the description: 

pages U3-17 

pages 

pages 2^a 



, as originally filed 



filed with the demand 



.filed with the letter of 17 September 2001 (1709.2001) 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 1 9 

, filed with the demand 



1-15 



filed with the letter of 17 September 2001 (17.09.2001) 



the drawings: 

pages 

pages 



1/5-5/5 



, as originally filed 

, filed with the demand 



. , filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

filed with the demand 



. , filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in wiiich 
the international apphcation was filed, unless otherwise indicated imder this item. 

These elements were available or fiamished to this Authority in the following language wiiich is: 

I I the language of a translation fiimished for the purposes of international search (under Rule 23. 1(b)). 
i I the language of publication of the international application (under Rule 48. 3(b)). 

I I the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (imder Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 

preliminar>' examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the international application in written form, 
filed together with the international apphcation in computer readable form, 
furnished subsequently to this Authority in written form, 
furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently fiimished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been fiunished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence hsting has 
been furnished. 
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□ 
□ 

□ 

□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



^ I I This report has been established as if (some oO the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

♦ Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 

and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-15 



1-15 



1-15 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 



1.0 This report refers to the following documents cited 
in the international search report (the numbering 
will be retained throughout the proceedings) : 

Dl: EP-A-0 496 006 (IBM), 29 July 1992 (1992-07-29) 
D2: US-A-4 695 217 (LAU JOHN J), 22 September 1987 
(1987-09-22) 

2.0 The present invention is for a handling device or a 
use of a handling device for wafers (semiconductor 
slices) or other disk-like substrates, which has a 
storage device in which a plurality of wafers are 
aligned with their surfaces substantially parallel 
to one another, one behind the other and arrangeable 
outside a transport container, and is provided with 
a gripping device, by means of which individual 
wafers can be removed from the storage device and/or 
inserted therein, the gripping device having a 
plurality of grippers which can be moved jointly, 
yet operated independently of one another, at least 
one wafer in each case being graspable and/or 
insertable in the storage device by operating a 
gripper (cf. Claims 1, 9, 10 and 12). 
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Document Dl, which is regarded as the closest prior 
art, discloses a device for transferring a stack of 
wafers simultaneously from one support to a second 
wafer support by means of a gripping device (Figures 
1 and 2 and column 4) . 

The subject matter of the present claims differs 
therefrom in that the gripping device has a 
plurality of grippers which can be moved jointly, 
yet operated independently of one another, at least 
one wafer in each case being graspable and/or 
insertable in the storage device by operating a 
gripper . 

The subject matter of Claims 1, 9, 10 and 12 is 
therefore novel within the meaning of PCT Article 
33 (2) . 

The problem addressed by the present invention can 
therefore be regarded as being to assemble 
efficiently, in any predetermined sequence, a stack 
of wafers to be processed (description: page 3, 
lines 1-2) . 

The remaining documents cited in the international 
search report, however, do not suggest directly or 
indirectly to a person skilled in the art the use of 
a plurality of grippers which can be operated 
independently of one another. Document D2 also 
discloses the transfer of a whole stack of wafers at 
once from a plastic container (Figures 7A, 7B, 8A, 
8B, 9A and 9B) . A person skilled in the art would 
therefore not see incorporation of this feature 
(the use of a plurality of grippers which can be 
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operated independently of one another) into the 
device shown in Dl as a customary way of solving the 
problem addressed. 

The subject matter of Claims 1, 9, 10 and 12 is 
therefore inventive within the meaning of PCT 
Article 33 (3) . 

Claims 2-8, 11 and 13-15 are appended respectively 
to Claims 1, 9, 10 and 12, and therefore likewise 
meet the requirements of the PCT regarding novelty 
and inventive step. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



nm:RNATioNAL pre: 



ARY EXAMINATION REPORT 



PCT/ 



tional application No. 
/CH 00/00451 



VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 



1. Although Claims 1, 9 and 10 were drafted as separate 
independent claims, they appear actually to relate 
to one and the same subject matter, and they clearly 
differ from one another only in diverging 
definitions of the matter for which protection is 
sought, or in the terminology used for the features 
of the said matter. The claims are therefore not 
concise. 

For this reason Claims 1, 9 and 10 do not meet the 
requirements of PCT Article 6. 

To meet this objection, it would appear appropriate 
to file an amended set of claims in which the 
subject matter is defined in a single independent 
device claim , to which dependent claims covering the 
optional features can be added (PCT Rule 6.4). 
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VERTRA(4kER DIE INTERNATIONALE ZUSIIMMENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(AMikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwatts 
BE 22449 GL/vs 


^£U£P£3 siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/lSA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachsteiiender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/CH 00/00451 


internationales Anmeldedatum 
( Tag/Monat/Jahr) 

24/08/2000 


(Friihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

27/08/1999 


Anmelder 

TEC-SEM AG 





Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittett. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt ^ Blatter. 

pr| Daruber hinaus liegt Ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundtage des Berichts 

a. HInsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingeretcht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 



□ 



2. 
3. 



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefiihrt worden, das 
I I in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in compute rlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtragllch in schriftllcher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schrlftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, dal3 die in computerlesbarer Form erfalBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestlmmte Ansprtiche haben sich als nicht recherchlerbar erwiesen (siehe Feid I). 
Mangelnde EInheitllchkelt der Erflndung (siehe Feld II). 



□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erflndung 

[7] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 3 



pT] wie vom Anmelder vorgeschlagen keine der Abb. 

I I well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I weil diese At^bildung die Erflndung besser kennzeichnet. 
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A. KLASSIFIZIERUNQ OES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L21/00 



Nach der Intemationalen Patentklassiftkation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 HOIL B65G B25J 



Recherchierte aber nicht zum MindestpKifstoff gehdrende VeroffenMichungen. soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultlerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezelchnung der Veroffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



EP 0 496 006 A (IBM) 

29. Juli 1992 (1992-07-29) 

Zusammenf assung; Anspruche; Abbildungen 

US 4 695 217 A (LAU JOHN J) 
22. September 1987 (1987-09-22) 

Zusammenf assung; Abbildungen 

US 5 501 568 A (ONO TOSIO) 
26. Marz 1996 (1996-03-26) 
Zusammenf assung; Abbildungen 1-5 
Spalte 2, Zeile 55 -Spalte 4, Zeile 35 

US 5 261 776 A (MOORE SCOTT E ET AL) 
16. November 1993 (1993-11-16) 
Zusammenf assung; Anspruche; Abbildungen 



1-11 
12 

1-11 
12 

1-15 
1-15 



□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamllie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik deflniert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

•E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Intemationalen 
Anmeldedatum verdffentlicht worden Ist 

"L" Veroffentlichung. die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Qaind angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

'O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maf3nahmen bezieht 

•p" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung. die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidierl, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundellegenden Prinzip>s oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspmchte Erfindung 
kann allein aufgmnd dieser Veroffentlichung , nk;ht als neu oder auf 
erfinderischer Tatlgkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit bemhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentlichung mit einer odermehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend Ist 

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamllie ist 



Datum des Abschlusses der Intemationalen Recherche 



11. Oktober 2000 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



18/10/2000 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31 -70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bedlensteter 
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